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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月5日(2016.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（１）で表わされる金属酸化物１ｍｏｌに対して、Ｃｕを０．０４ｍｏｌ％
以上２．００ｍｏｌ％以下含むことを特徴とする圧電材料。
　一般式（１）（（Ｎａ１－ｚＬｉｚ）ｘＢａ１－ｙ）（ＮｂｙＴｉ１－ｙ）Ｏ３（式中
、０．７０≦ｘ≦０．９９、０．７５≦ｙ≦０．９９、０＜ｚ＜０．１５）
【請求項２】
　前記一般式（１）において、０．７５≦ｙ≦０．８９であることを特徴とする請求項１
に記載の圧電材料。
【請求項３】
　前記一般式（１）において、ｘ＜ｙであることを特徴とする請求項１乃至２のいずれか
に記載の圧電材料。
【請求項４】
　第一の電極、圧電材料部および第二の電極を少なくとも有する圧電素子であって、
　前記圧電材料部を構成する圧電材料が請求項１乃至３のいずれかに記載の圧電材料であ
ることを特徴とする圧電素子。
【請求項５】
　圧電材料層と、内部電極を含む電極とが交互に積層された積層圧電素子であって、
　前記圧電材料層を構成する圧電材料が請求項１乃至３のいずれかに記載の圧電材料から
なることを特徴とする積層圧電素子。
【請求項６】
　前記内部電極がＡｇとＰｄを含み、前記Ａｇの含有重量Ｍ１と前記Ｐｄの含有重量Ｍ２
との重量比Ｍ１／Ｍ２が１．５≦Ｍ１／Ｍ２≦９．０であることを特徴とする請求項５に
記載の積層圧電素子。
【請求項７】
　前記内部電極がＮｉおよびＣｕの少なくともいずれか１種を含むことを特徴とする請求
項５に記載の積層圧電素子。
【請求項８】
　請求項５乃至７のいずれかに記載の積層圧電素子の製造方法であって、
　少なくともＮａ、Ｌｉ、Ｂａ、Ｎｂ、ＴｉおよびＣｕを含んだ金属化合物を分散させて
スラリーを得る工程（Ａ）と、前記スラリーから成形体を得る工程（Ｂ）と、前記成形体
に電極を形成する工程（Ｃ）と、前記金属化合物を含む成形体と前記電極とが交互に積層
された形成された成形体を焼結して、積層圧電素子を得る工程（Ｄ）とを有し、前記工程
（Ｄ）における焼結温度が１２００℃以下であることを特徴とする積層圧電素子の製造方
法。
【請求項９】
　請求項４に記載の圧電素子または請求項５乃至７のいずれかに記載の積層圧電素子を配
した振動部を備えた液室と、前記液室と連通する吐出口を少なくとも有する液体吐出ヘッ
ド。
【請求項１０】
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　記録媒体の搬送部と請求項９に記載の液体吐出ヘッドを備えた液体吐出装置。
【請求項１１】
　請求項４に記載の圧電素子または請求項５乃至７のいずれかに記載の積層圧電素子を配
した振動体と、前記振動体と接触する移動体とを少なくとも有する超音波モータ。
【請求項１２】
　駆動部に請求項１１に記載の超音波モータを備えた光学機器。
【請求項１３】
　請求項４に記載の圧電素子または請求項５乃至７のいずれかに記載の積層圧電素子を振
動板に配した振動体を有する振動装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の振動装置を振動部に備えた塵埃除去装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の塵埃除去装置と撮像素子ユニットとを少なくとも有する撮像装置で
あって、前記塵埃除去装置の振動板を前記撮像素子ユニットの受光面側に設けた事を特徴
とする撮像装置。
【請求項１６】
　請求項４に記載の圧電素子または請求項５乃至７のいずれかに記載の積層圧電素子を備
えた圧電音響部品。
【請求項１７】
　請求項４に記載の圧電素子または請求項５乃至７のいずれかに記載の積層圧電素子を備
えた電子機器。
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